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Metodo e dispositivo 
per la realizzazione di 
impronte digitali 
artificiali 



Nel campo della robotica biomimetica, le dita artificiali sono state studiate e sviluppate utilizzando 

array di sensori tattili basati su MEMS, volti a rilevare la rugosità delle superfici. I sensori tattili sono 

associati alla punta di un dito artificiale e quindi ricoperti da un rivestimento in silicone, andando ad 

emulare la pelle umana, come se fosse una pelle artificiale. Esiste pertanto un'interfaccia tra la serie 

di sensori e la superficie. Inoltre, i metodi noti non sono in grado di produrre rivestimenti appropriati 

per riprodurre un'impronta digitale umana. 

L'invenzione propone un metodo e un dispositivo di colata (casting) per l'applicazione di un 

rivestimento in silicone su un sistema rigido sensorizzato.  

Il dispositivo di colata comprende un guscio di colata, in cui l'oggetto sensorizzato può essere 

opportunamente bloccato ed uno stampo provvisto di una superficie di formatura, atto a creare una 

superficie incavata e/o in rilievo. 

I principali vantaggi dell'attuale tecnologia sono: 

• Flessibilità: il dispositivo comprende una pluralità di stampi di colata, che possono essere 

assemblati con lo stesso guscio di colata, e ciascuno di essi è dimensionato e sagomato per 

formare una camera di colata. 

• Capacità di ottenere un rivestimento in silicone con diversi strati, consentendo di avere strati 

interni più morbidi e strati esterni più duri 

• Possibilità di avere una superficie esterna sagomata con motivi incavati e in rilievo, che emulano il 

modello dell'impronta digitale umana. 

L'invenzione 



Disegni e  
Immagini 



L'applicazione principale è rappresentata dal campo della robotica biomimetica. 

Applicabilità Industriale 



Possibili  
Evoluzioni 

Il gruppo di ricerca è interessato ad ottenere collaborazioni industriali atte ad 

incrementare la maturità tecnologica della presente invenzione o partner 

industriali interessati a prendere in licenza la tecnologia oggetto di questo brevetto. 
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